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基于柱面透镜Otto结构SPR效应的金属薄膜
厚度测量方法
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摘要　基于柱面透镜修正Otto结构产生的表面等离子体共振(SPR)效应,提出一种测量金属薄膜厚度的方法.该

方法无需用s偏振光提取背景光强,可直接利用在p偏振光入射条件下得到的单幅SPR吸收图像拟合背景光强,

进而得到竖直方向上的归一化反射率曲线.从而建立光学薄膜模型并拟合了反射率曲线,反演出待测金属薄膜的

厚度参数.实验对一个纳米级厚度的Au膜样品进行测量,测量结果表明,Au膜的平均厚度与商用光谱椭偏仪的

测量结果之差为０．１nm,验证了该方法的有效性.
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ThicknessMeasurementMethodofMetallicThinFilmBasedonSPREffect
GeneratedbyCylindricalLenswithOttoConfiguration
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Abstract　Basedonthesurfaceplasmonresonance SPR effectcausedbyamodifiedOttostructureofcylindrical
lens amethodformeasuringthethicknessofmetallicthinfilmsisproposed敭Forthisproposedmethod the
backgroundintensitycanbefittedonlywiththesingleSPRabsorptionimageobtainedunderthepＧpolarizedlight
incidence noneedusingthesＧpolarizedlight敭Hence thenormalizedreflectivitycurveintheverticaldirectionis
obtained敭Thereflectivitycurveisfittedbyestablishingamodeloftheopticalthinfilmandthethicknessparameters
ofthemetallicthinfilmarederived敭Intheexperiment asampleofAufilmwithathicknessinthenanometerrange
ismeasured敭ThemeasurementresultsshowthatthedifferencebetweenthemeasuredaveragethicknessofAufilm
andtheresultobtainedbycommercialspectroscopicellipsometerisonly０敭１nm whichverifiestheeffectivenessof
thismethod敭
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１　引　　言

金属薄膜是一种重要的功能材料,在光学和电

子学等领域具有广泛的应用[１Ｇ３],而金属薄膜的厚度

对光学性质和电学性质等具有很大影响[４Ｇ１３],因此

精确快速地测定厚度参数具有重要意义.目前,对
金属薄膜厚度有多种表征方法.例如,原子力显微

镜测量技术[１４]能够实现纳米级厚度的精确测量,但
是该仪器设备十分昂贵,且对样品表面会造成损伤;
椭偏测量技术[１５Ｇ１６]是一种常用测量薄膜厚度参数的

０２０４０１０Ｇ１


